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　中小企業等の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に、無料相談、講習会、セミナーなどを中心に、中小企業等の支援を
行っている京都発明協会の行事をご案内します。

弁理士による知的財産相談会（無料）
　知財の専門家である弁理士が、特許・商標等の出願から権利取得に至るまでの手続、類似技術や類似名称の調査、ライセンス契
約、海外展開における注意点等の知的財産全般について無料でご相談に応じます。

◉日　　時　偶数月の原則第２火曜日　◉相談時間　１３:００～１６:００　◉日　　程　8月24日・10月12日　草地　邦晴 氏

場 所／京都発明協会 相談室

弁護士による知的財産相談会（無料）
　知財を専門分野とする弁護士が、自社製品の模倣品が出回った際の対策、知的財産に関する契約への助言、侵害警告を受けた場合
の対応、知的財産を巡る訴訟、権利活用上の留意点等の知的財産に関する問題について無料でご相談に応じます。

場 所／京都発明協会 相談室

前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡ください。

前日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡ください。

相談会開催週の月曜日（閉館日を除く）の16:00までにご連絡ください。

申込み、お問い合わせ先

一般社団法人 京都発明協会 TEL：075-315-8686　FAX：075-321-8374 〔https://kyoto-hatsumei.com/〕
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134　京都リサーチパーク内　京都府産業支援センター2階

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画連携係　TEL：075-315-8635  E-mail：kikaku@kptc.jp

京都発明協会からのお知らせ

　特許や商標など知的財産に関する様々な悩み・課題について幅広く相談を受け付け、窓口に配置する知財アドバイザーのほか、
知財専門家（弁理士・弁護士等）や関係する支援機関と連携して解決に向けたアドバイスを無料で行います。

◉日　　時　毎週月曜日から金曜日（祝祭日、お盆休み、年末年始を除く）　◉相談時間　9：30～12：00 ＆ 13：00～16：30

◉日　　時　毎月第１又は第2水曜日　◉相談時間　１３:３０～１６:３０　◉日　　程　8月4日・9月1日・10月6日・11月10日

知財アドバイザーによる知的財産相談会（無料）

8月  5日 河原　哲郎 氏
8月19日 北東　慎吾 氏

９月  ２日 市岡　牧子 氏
９月16日 齋藤　真大 氏

10月  7日 奥村　一正 氏
10月21日 笠松　信夫 氏

11月  4日 佐野　禎哉 氏
11月11日 三宅　紘子 氏

◉日　　時　毎月木曜日2回　◉相談時間　13:00～16:00
◉日　　程

　京都発明協会では、中小企業等の知的財産の創造・保護・活用の促進を目的に各種無料相談事業による支援を行っています。
知的財産権に関する相談について、京都府在住または勤務されている方、どなたでも相談可能です。
“電話相談・メール相談・ZOOMによるオンライン相談可能”　

京都府知的財産総合サポートセンター事業（京都府委託事業）のご案内  相談無料 

＜事前予約制、相談時間は原則1時間以内＞

◆場 所／京都発明協会 相談室

◆場 所／京都経済センター（窓口/JETRO京都・京都海外ビジネスセンター）
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●お問い合わせ先／ 京都府中小企業技術センター 応用技術課 表面構造係　TEL：075-315-8634  E-mail：ouyou@kptc.jp

　光学製品は、光の特性（直進性、屈折、反射、干渉など）を制
御して、見た目（視覚）を変えたり、光の色選別（分光）を行った
り、光を利用した計測などに利用されたりと、様々な場面で活
用されています。光学製品では、部品を組み合わせてデザイ
ンする光学設計が製品の良し悪しに直結します。光学設計を
行う上で、重要となるパラメータが屈折率であり、光の経路を
計算する上で必要となるパラメータです。屈折率は、光の屈折
状態を表す係数であり、材料特有の物理定数です。この定数
の精度をどこまで必要とするかで、選択する測定法が異なっ
てきます。
　屈折率の測定法としては、屈折角法（最小偏角法、臨界角法
（アッべ法）、Vブロックプリズム法）、浸液法（ベッケ線検出法）、
シミュレーション解析法（偏光解析法、反射・透過率解析法）な
どがよく知られています。それぞれの測定法には、特徴があり、
用途や精度に応じて選択する必要があります。以下に各々の
測定法の概要と特徴をまとめました。

■屈折角法
最小偏角法
　試料をプリズム形状に加工する必要がありますが、屈折率の
絶対値を、高い精度で得られる測定方法です。プリズムを回転
させ最小となる偏角（δ
min：プリズムへの入射
光と出射光の為す角
度）を求め、式（１）より
屈折率を算出します。

臨界角法（アッべ法）
　液体、個体、粉体の屈折率測定に使用されている一般的な測
定法です。プリズムと
試料の境界面付近に光
を入射したときに現れ
る臨界角を利用し、式
（２）より屈折率を算出し
ます。

Vブロックプリズム法
　最小偏角法に比べて迅速で高精度な測定が手軽に行える方
法として、古くから利用
されている屈折率測定
方法です。式（３）より屈
折率を算出します。

■浸液法（ベッケ線検出法）
　試料（N:屈折率）を液体（n：屈折率）に浸し、透過光を顕微鏡で
観察すると、屈折率に差があると試料の輪郭に沿ってベッケ線と
呼ばれる明るい線が見
え、試料と液体の屈折率
が一致すると輪郭線が
見えなくなる特性を利
用した測定方法です。

■シミュレーション法　
　測定精度は、屈折角法よりも劣るが、簡便に試料調整なしで、試
料の情報（屈折率分散、膜厚等）が得られるため、近年、注目され
ている方法です。反射率や透過率を利用する場合や偏光を利用
した偏光解析法（エリプソメトリー法）などがあります。多層膜試
料や、膜厚分布のある試料など、複雑な層構成の試料でも、計算
（シミュレーション）により、情報を迅速に得ることができます。しか
し、高額な装置が必要であり、計算にも経験が必要で測定者の技
量によって得られる結果が変わってしまうことがあります。

■各々の測定方法の特徴
　測定方法により、得意とする材料、測定上の制限、測定精度が
異なるため、光学設計に必要とする屈折率に応じて選択するこ
とが大切です。

　当センターでは、2017年に分光エリプソメータを導入しまし
た。ご相談ください。

光学設計に役立つ屈折率の
測定法についてトレンド

TREND INFORMATION

技術 応用技術課　松延 剛
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